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１．概要（Summary） 

光と金属ナノ微細構造との相互作用により誘起される

金属表面の自由電子の集団運動である表面プラズモン

により増強された電場は、新たな光―物質相互作用をも

たらすことが期待されている。金属ナノ構造体にキラリティ

を付与した場合、その表面プラズモン増強電場の近接場

成分において極度にねじれた光が発生し、このねじれた

光が物質のキラリティと左右非対称に強く相互作用するこ

とが報告されている。我々は、このねじれた光場中でキラ

ル結晶化を誘起することにより結晶キラリティ制御を実現

すべく、キラル金ナノ構造体を作成することを目的として

名古屋大学ナノテクノロジープラットフォームの設備を利

用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 レーザー描画装置、段差計(Dektak150) 

 

・実験方法 

電子線描画装置を用いて、ガラス基板上に一辺

400nmの卍型を構成単位とした 100nm間隔の周期パタ

ーンのレジスト膜を 500m 四方の広さで作成し、金薄膜

を蒸着後、リフトオフすることにより、キラル金ナノ構造体

作成した。また、汎用触針式プロファイラを用いて作成し

たキラル金ナノ構造体の厚さを測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

微細加工実験により得られたキラル金ナノ構造体の走

査型電子顕微鏡造を Fig.1 に示す。500m 四方のパタ

ーン描画の大部分に設計通りの構造体を作成することに

成功した。しかし、薄膜の厚みに不均質性が観察された

(Fig.1 左)。また、金ナノ構造体構成単位に着目すると、

歪んだ卍型がところどころ形成していることが分かった

(Fig.1 右)。薄膜の厚みの不均質性は、ガラス基板のキ

ズ・汚れに起因していることが考えられる。また、卍の歪は、

電子線描画の際に集光電子線の進行方向がガラス基板

のチャージアップによって曲げられたことが原因であると

考えられる。今後、ガラス基板の研磨を行うことにより、薄

膜厚みの不均質化を抑制し、また、適切な導電性エスペ

イサーを露光前に塗布し、基板のチャージアップを防ぎこ

とにより、より良質なパターンを作成していく。 
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Fig. 1 Scanning electron microscopic images of gammadion-type 

chiral Au nanostructure fabricated with electron beam lithography. 

(Left) 13000 of magnification (Right) 30000 of magnification 


